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表紙の絵
CHD装置における ECE強度分布を，光線追跡コード TRAVISを用いて予測した．アンテナは外側部（R≈1.5m）に設置し，（a）バルク
電子のみ，（b）壁反射を考慮，（c）高速電子を考慮した各条件で検討し，電子温度分布をベイズ推定を用いて評価した．
（Fumiyoshi KIN et al., Plasma and Fusion Research, Vol. 21, 1402023 (2026)  https://www.jspf.or.jp/）
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